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В настоящее время быстро развиваются технологии микромеханики, или 

микроэлектромеханических систем (МЭМС). Главными достоинствами МЭМС 

являются миниатюрность, функциональность, надежность, малое энергопотребление и 

простота интегрирования. Все это делает МЭМС-устройства, в том числе 

акселерометры, востребованными на рынке электроники. 

Технология создания МЭМС включает методы последовательного наращивания 

и травления по маске слоев различных материалов на поверхности кремниевой 

подложки. Данные способы микрообработки позволяют изготавливать чувствительный 

элемент, детектирующий значение физического параметра, и электронику, 

выполняющую функции обработки информации и формирования выходного сигнала, 

на одном кристалле [1]. 

Главной проблемой, возникающей при производстве МЭМС-акселерометров, 

является эффект «залипания» - потеря подвижности чувствительным элементом 

прибора. Основной его причиной выступает адгезия, возникающая вследствие сил 

межмолекулярного взаимодействия между контактирующими поверхностями кремния. 

Контакт возможен при жидкостном травлении жертвенных слоев или при аварийном 

соприкосновении двух поверхностей. Одним из способов избежать залипания 

чувствительных структур при производстве МЭМС-акселерометров, является 

использование методов сухого реактивно-ионного травления. Данный способ не 

требует наличия дополнительного дорогостоящего оборудования и применения 

сложных методов сушки подложек.  

Цель работы – экспериментально исследовать особенности топологии 

инерционных структур МЭМС-акселерометров при их высвобождении методом 

реактивно-ионного травления и, проанализировав полученные данные, сделать выводы 

о технологичности исследуемых топологий. 

В результате исследований было выявлено, что наиболее удачным вариантом 

топологии инерционной массы является структура из квадратных или прямоугольных 

ячеек с малым размером и шагом. Оптимальной является структура из ячеек 4х8 мкм, с 

шагом 8 мкм. Для её высвобождения требуется не менее 14 минут изотропного 

реактивно-ионного травления. Установлено, что остальные варианты топологий для 

своего высвобождения требуют больше времени. Это приводит к значительному 

подтраву инерционной массы, что отрицательно сказывается на чувствительности 

прибора. 
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Рис. 1. Оптимальная структура инерционной массы 

 

Из аналогичных квадратных (АxА) и прямоугольных (Аx2А) структур быстрее 

травится прямоугольная структура. Это можно объяснить большим размером ячейки, 

что облегчает доступ травящего газа ко дну ячейки. 

Было выявлено, что использование ячеек с острыми углами ведет к 

неравномерности вытравливания структур. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальной структурой 

инерционной массы является структура из прямоугольных ячеек с малым размером и 

шагом. 
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